Wykonawcy:

(petna nazwa

i adres firmy)

Zatacznik nr 6 do SWZz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZETU

(prosze wypetni¢ parametry techniczne dla odpowiedniego zadania/zadan)

ZADANIE NR 1

Dostawa przeptywowego helowego kriostatu optycznego

Specyfikacja techniczna
urzadzenia oferowanego
L.p. Nazwa przez Wykonawce
(prosze uzupetni¢ wiersze
w kolumnie)
I. KRIOSTAT
1 probka umieszczana w atmosferze
helowej [TAK/NIE]
probka umieszczana na trzcince,
2 tadowana z gory do wewnetrznej komory
pomiarowej [TAK/NIE]
3 Ilo$¢ portéw optycznych [SZT.]
4 Tryby pomiarow jakie umozliwia uchwyt
probki .
5 Zakres temperatury pracy kriostatu [K]
6 Ilos$¢ zestawu okienek [SZT.]
7 Zakres przezroczystosci ww. okienek
niedepolaryzujgcych swiatta [nm]
8 Rodzaj materiatu okienek wewnetrznych
(prosze wpisa¢ obok)
9 Srednica okienek wewnetrznych [mm]
10 Grubos¢ okienek wewnetrznych [mm]
Rodzaj materiatu okienek $rodkowych
11 Y
(prosze wpisac obok)
12 Srednica okienek $rodkowych [mm]
13 Grubosc¢ okienek srodkowych [mm]
14 Uchwyty optyczne do montazu probki
[TAK/NIE]
Kontroler i stabilizator temperatury
15 £ 0.1K mierzony w cyklu 10 minut
[TAK/NIE]
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Moc grzejnika [W]

Ilo$¢ miejsc w ktérych skalibrowany jest

17 sensor temperatury [SZT.]
Czas schtadzania od temperatury

18 otoczenia do temperatury bazowej
[min.]

19 Ilos¢ zuzycia helu przy temperaturze 4.2K
[1/h]

20 Srednica przestrzeni na prébke [mm]

21 Masa kriostatu [kg]
Srednica ptaszcza prézniowego o

22 .
przekroju okragtym [mm]

23 Wysokos¢ kriostatu [mm]

24 Odlegtos¢ osi okienek promieniowych od
podstawy ptaszcza prézniowego [mm]

25 Zakres pracy kontrolera temperatury [K]
Dtugos¢ niskostratnego transferu

26 helowego [mm] ,o $rednicy rury
wktadanej do zbiornika ciektego helu
wynoszacej 12 mm

II. Kontroler temperatury

1 Jednokanatowy miernik temperatury
[TAK/NIE]

2 Ilo$¢ kanatow pomiarowych [SZT.]

3 Obwadd grzania z petlg PID [TAK/NIE]

4 Dtugos¢ kabla tgczacego kontroler z

kriostatem [m]

II1. Pompa do przeptywu helu

1 Rodzaj zasilania [V] i [Hz]
2 Predkos$¢ pompowania [1/min.]
3 Waga pompy do przeptywu helowego

[kal




ZADANIE NR 2

Dostawa Zestawu do Badan Materiatlow Fotonicznych

(prosze wypetni¢ ponizszg kolumne o nazwie ,specyfikacja”)

Specyfikacja techniczna
urzadzenia oferowanego

L.p. Nazwa przez Wykonawce
(prosze uzupetni¢ wiersze
w kolumnie)
1. SPEKTROMETR FOTOLUMINESCENCYJINY
2. Metody pomiaru- zliczanie pojedynczych fotonow
Czy mozliwe pomiary w technice TCSPC
2.a (czasowo skorelowane zliczanie
pojedynczych fotonow)? [TAK/NIE]
Czy mozliwe pomiary w technice MCS
2.b. (metoda wielokanatowego skalowania) ?
[TAK/NIE]
2c Czy mozliwe pomiary stacjonarne-
o skanowanie spektralne? [TAK/NIE]
3 Bezozonowa lampa ksenonowa pracy
i ciagtej
3.a Moc lampy [W]
3.b. Zakres spektralny [nm]
Czy lampa posiada wyswietlacz LCD
3.c pokazujacy warto$¢ mocy, napiecia,
o pradu oraz fgczny czas pracy lampy?
[TAK/NIE]
4, Mikrosekundowa lampa impulsowa
4.a Moc lampy [W]
4.b Zakres spektralny [nm]
4.c Szerokos¢ impulsu [ps]
4.d Czestotliwos¢ repetycji [Hz]
4. Zakres rejestrowanych czasow zycia [ps-
. s]
5. Laser typu , supercontinuum”
5.a Zakres spektralny [nm]
5.b. Czestotliwosc¢ repetycji [Hz]
5.c. Szerokos¢ impulsu [ps]
5.d. Stabilno$¢ mocy [%]
6. Optyka spektrofluorymetru- uktad optyczny w torze wzbudzenia




Zakres spektralny [nm]

6.1.
6.2 Zawiera 2 sprzezone ze sobg
T monochromatory [TAK/NIE]
6.3. Ogniskowa monochromatoréw [nm]

2 tréjpozycyjne zmieniacze siatek z
6.4 automatyczng wymiang siatek
dyfrakcyjnych plug-and-play [TAK/NIE]

6.5 Automatyczne sterowanie filtrami

[TAK/NIE]
6.6. Liczba szczelin wejsciowych [SZT.]
6.7 2 siatki dyfrakcyjne 1200 linii/mm
U [TAK/NIE]
6.8. Liczba szczelin wyjsciowych [SZT.]
6.9 Komputerowe sterowanie szczelinami
e wejsciowymi [TAK/NIE]
6.10 Komputerowe sterowanie przestony
T odcinajacej wigzke [TAK/NIE]
Szybkos¢ przesuwu monochromatora
6.11.
[nm/s]
6.12. Dyspersja monochromatora [nm/mm]
6.13 Apertura nie gorsza niz F/4.0 [TAK/NIE]
6.14 Minimalny krok monochromatora [nm]
7. Optyka spektrofluorymetru- uklfad optyczny w torze emisji
7.1. Zakres spektralny [nm]
25 Zawiera 2 sprzezone ze sobg
T monochromatory [TAK/NIE]
7.3. Ogniskowa monochromatoréw [nm]

2 tréjpozycyjne zmieniacze siatek z
7.4. automatyczng wymiang siatek
dyfrakcyjnych plug-and-play [TAK/NIE]

Komputerowe przetgczanie wigzki miedzy

7> szczelinami wyjsciowymi [TAK/NIE]
7.6. Liczba szczelin wejsciowych [SZT.]
7.7. Liczba szczelin wyjsciowych [SZT.]
2.8 2 siatki dyfrakcyjne 1200 linii/mm
e [TAK/NIE]
2.9 2 siatki dyfrakcyjne 600 linii/mm
T [TAK/NIE]
210 szybka siatka dyfrakcyjna 300 I/mm
T [TAK/NIE]
711 Przestona zabezpieczajgca detektor na
T szczelinie wejsciowej [TAK/NIE]
712 Komputerowe sterowanie przestony

odcinajacej wigzke [TAK/NIE]

7.13. Szybkos$¢ przesuwu monochromatora




[nm/s]

7.14 Dyspersja monochromatora [nm/mm]
7.15 Apertura nie gorsza niz F/4.0 [TAK/NIE]
7.16 Minimalny krok monochromatora [nm]
8. Optyka spektrofluorymetru- przedziat probek
8.1. Liczba portéw dostepu [SZT.]
Objetos$¢ wewnetrzna przedziatu probek
8.2. S
[cm?]
8.3 Mozliwos¢ rozbudowy sprzetu do
T geometrii ,T” [TAK/NIE]
Automatyczne zabezpieczenie
8.4. zamykajgce przestone zabezpieczajacq
detektor [TAK/NIE]
Automatyczny uktad kontroli
8.5 intensywnosci wigzki wzbudzajacej
[TAK/NIE]
8.6 Optyka ogniskujaca oparta na
e soczewkach [TAK/NIE]
Port dostepu dla pikosekundowych zrodet
8.7. Swiatta z regulacjg intensywnosci
[TAK/NIE]
Port dostepu dla laseréw zewnetrznych
zapewniajacy doprowadzenie wigzki
promieniowania lasera do prébki w
8.8 komplecie z uktadem peryskopowym
umozliwiajgcym precyzyjng regulacje
potozenia wigzki lasera przed wejsciem do
portu [TAK/NIE]
9 Detektory- wysokoczuly fotopowielacz dziatajacy w ukiadzie
i zliczania pojedynczych fotonow
9.1. Chtodzenie termoelektryczne [TAK/NIE]
9.2. Temperatura pracy [°C]
9.3 Wielkos$¢ pradu ciemnego przy -20°C
o [cps]
9.4. Zakres pracy [nm]
9.5. Czas odpowiedzi detektora [ps]
10 Detektory- fotopowielacz na zakres NIR dziatajacy w ukiadzie
’ zliczania pojedynczych fotonow
10.1. Chiodzenie ciektym azotem [TAK/NIE]
10.2. Temperatura pracy [°C]
10.3. Wielkos$¢ pradu ciemnego [cps]
10.4. Zakres pracy [nm]
10.5. Czas odpowiedzi detektora [ps]




Detektory- Superszybki fotopowielacz

mikrokanatowy (MCP)

11.
11.1. Chtodzenie termoelektryczne [TAK/NIE]
11.2. Temperatura pracy [°C]
Wielkos$¢ pradu ciemnego przy -10°C
11.3.
[cps]
11.4. Zakres pracy [nm]
11.5. Czas odpowiedzi detektora [ps]
12 Detektory- Detektor InGaAs do pomiarow czaséw zaniku
) fosforescenciji i stacjonarnych
12.1. Wielkos$¢ elementu aktywnego [mm]
12.2. Zakres pracy [nm]
12.3. Czas odpowiedzi detektora [ps]
12.4 Oscyloskop do pomiaréw czasow zaniku
' [TAK/NIE]
13. Detektor referencyjny
13.1. Zakres pracy [nm]
14. Czulos¢ spektrofluorymetru
Czutosc¢ spektrofluorymetru nie gorsza niz
SQRT 30 000:1 dla pasma Ramana wody
14.1 przy parametrach: dtugosc fali
T wzbudzenia 350 nm, szerokos$¢
spektralna szczeliny 5 nm, czas integracji
1s. [TAK/NIE]
15. Modut rejestrujacy dla TCSPC i MCS
15.1. Liczba kanatow dla TCSPC [SZT.]
15.2. Rozdzielczo$¢ dla TCSPC [fs]
Modut posiada elektronike do TCSPC
pozwalajacq na uzywanie wszystkich
15.3 zrodet promieniowania oraz detektoréw
" wchodzacych w sktad zestawu bez
koniecznosci recznego przetaczania
elementéw [TAK/NIE]
15.4. Liczba kanatow dla MCS [SZT.]
15.5. Rozdzielczo$¢ dla MCS [ns]
16.6. Sterowanie przez port USB [TAK/NIE]
17. Oprogramowanie
Kontrola spektrometru i jego
17.1. komponentow takich jak lampy,

monochromatory i detektory [TAK/NIE]




17.2.

Pomiary spektralne i czasdw zycia
fluorescencji/fosforescencji [TAK/NIE]

17.3.

Automatyczna lub reczna korekcja danych
[TAK/NIE]

17.4.

Pomiary kinetyczne [TAK/NIE]

17.5.

Czasowo rozdzielone widma wzbudzenia i
emisji (TRES) wraz z przekrojami danych
TRES [TAK/NIE]

17.6.

Funkcje obrébki danych (normalizacja,
skalowanie, arytmetyka, catkowanie,
rézniczkowanie, wygtadzanie, itp.)
[TAK/NIE]

17.7.

Numeryczna dekonwolucja danych
zgodnie z algorytmem Marquardta-
Levenberga [TAK/NIE]

17.8.

llos¢ kanatéw danych przy analizie
dekonwolucyjnej [szt.]

17.9.

Analiza resztkowa, analiza Durbin-
Watsona i autokorelacyjna [TAK/NIE]

17.10.

Wykresy 2D, 3D i konturowe [TAK/NIE]

17.11.

Procedury wyznaczania wydajnosci
kwantowej [TAK/NIE]

17.12.

Wyliczanie i prezentacja chromatycznosci
i luminancji [TAK/NIE]

17.13

Import/eksport plikéw w tym w formacie
ASCII [TAK/NIE]

18.

Zbieranie danych

18.1

Komunikacja aparatu z komputerem
przez port USB [TAK/NIE]

18.2

Komputer z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows 10 Pro PL 64-bit z
licencjg lub réwnowazny do sterowania i
gromadzenia danych pomiarowych.
[TAK/NIE]

18.3

Wielko$¢ monitora [cale]

18.4

Rozdzielczo$¢ monitora [wpisa¢ jaka]

18.5

Rodzaj matrycy monitora [IPS lub AH-
IPS - wpisac jaki]

19.

Wyposazenie

19.1

Szerokos$¢ impulsu diody LED 255 nm
szerokos$ci impulsu ponizej 900 ps przy
10MHz i 10MHz i czestotliwosci repertycji
20 kHz-20 MHz [ps]

19.2

Szerokos$¢ impulsu diody 375 nm
szerokosci impulsu ponizej 70 ps przy
10MHz i czestotliwosci repertycji 20 kHz-
20 MHz [ps]

19.3

Przystawka do pomiaréw w kuwetach
wyposazona w uchwyty na filtry optyczne,
ptaszcz umozliwiajacy termostatowanie
ciecza w obiegu oraz sonda




temperaturowa [TAK/NIE]

Przystawka typu "front face" wyposazona
w uchwyt z liniowg regulacjq potozenia
spoza przedziatu probek, wkiadki do
pomiaru proszkéw i folii/prébek statych,
nadajaca sie do pomiaru probek silnie
absorbujacych w kuwetach [TAK/NIE]

19.4

Zestaw filtrow krawedziowych
gérnoprzepustowych (12szt. filtrow,
kazdy wymieniony filtr po 1szt.) - 280
nm, 295 nm, 330 nm, 395 nm, 420 nm,
435nm, 455 nm, 495 nm, 550 nm, 590
nm, 645 nm, 850 nm. [TAK/NIE]

19.5

Filtr typu bandpass z transmisjg w
zakresie od okoto 340 nm do okoto 620
nm, transmisja dla fal dtuzszych niz 800
nm na poziomie bliskim zero, Filtr typu
19.6 bandpass z transmisjg w zakresie od
okoto 340 nm do okoto 670 nm,
transmisja dla fal dtuzszych niz 900 nm
na poziomie bliskim zero , Filtr typu
shortpass 750 nm. [TAK/NIE]

Przystawka $wiattlowodowa do podtaczenia kriosfery i stolika

19.7

temperaturowego.
umozliwia wyprowadzenie wigzki
wzbudzajgcej ze spektrofluorymetru oraz

19.7.1 2= TR T
wprowadzenie wigzki emisyjnej do
spektrofluorymetru [TAK/NIE]

19.7.2 Posiada dwa $wiattowody:

19.7.2a) | (1*) Zakres 200-1200 [nm]

19.7.2b) (1*) Dtugos¢ swiattowodu [m]

(1*) Ilo$¢ pojedynczych widkien
$wiattowodowych, od strony
spektrometru dopasowany do geometrii
wigzki w przedziale probek [SZT.]

19.7.2¢)

19.7.2d) | (2*) Zakres 300-2400 [nm]

19.7.2e) (2*) Dtugosc¢ swiattowodu [m]

(2*) Ilo$¢ pojedynczych widkien
Swiattowodowych, od strony

19.7.2f) spektrometru dopasowany do geometrii
wigzki w przedziale probek [SZT.]
Posiada uchwyty mocujqce w przedziale
19.7.3 prébek i wymienng wktadke z

przepustami na Sciane przedziatu prébek
[TAK/NIE]




kuweta kwarcowa z wieczkiem [szt.]

19.8
kuweta kwarcowa z korkiem teflonowym
19.9 [szt.]
kuweta kwarcowa do uchwytu do
przystawki "front face" - otwarta
19.10 ' :
jednostronnie [szt.]
kuweta kwarcowa do uchwytu do
przystawki typu "front face" - zamknieta
19.11
[szt.]
Zapasowy uchwyt do kuwet do przystawki
19.12 " "
typu "front face" [szt.]
19.13 Jonizator antystatyczny [TAK/NIE]
19.14 Polaryzatory do wigzki w torze
) wzbudzenia i emisji [TAK/NIE]
Pryzmaty polaryzacyjne typu Glan
Thompson (kalcyt, zakres spektralny co
19.15 najmniej 240 nm - 2300 nm) w
uchwytach sterowanych z poziomu
oprogramowania. [TAK/NIE]
Polaryzatory- komputerowe sterowanie
19.16 potozenia (w wigzce, poza wigzkq) i kata
obrotu. [TAK/NIE]
Polaryzatory-mozliwos¢ automatycznego
19.17 wykonywania pomiardéw anizotropii.
[TAK/NIE]
20. Kriosfera
Zakres temperaturowy w jakim mozliwe
20.1. . L .
sq pomiary wydajnosci kwantowej [K]
nastawienie temperatur sterowane z
20.2. poziomu oprogramowania spektrometru
[TAK/NIE]
20.3. Pojemnos¢ dewar’a na ciekty azot [1]
Bezolejowa pompa gazowa do
20.4. przettaczania schtodzonego azotu
[TAK/NIE]
20.5. Zuzycie ciektego azotu [1/min]
20.6. Uchwyt prébek [TAK/NIE]
Srednica gérnego okienka kwarcowego
20.7.
[mm]
21, Stolik grzewczo-chtodzacy
Gtowica do podtaczenie swiattowodéw z
21.1. przystawki swiattowodowej wymienionej
w punkcie 19.7. [TAK/NIE]
21.2. Zakres temperaturowy pracy [°C]




21.3.

Powierzchnia bloku grzewczo-chtodzacego
[mm]

21.4.

Szybkosé grzania [°C/min]

21.5.

Stabilnos¢ temperatury [°C]

21.6.

Wielkos$¢ przesuwu probki wzdtuz osi X,Y
[mm]

21.7.

tadowanie prébek z boku bez
koniecznosci zdejmowania pokrywy
[TAK/NIE]

21.8.

Cyfrowy kontroler temperatury wraz z
oprogramowaniem umozliwiajgcym
sterowanie programem temperaturowym z
komputera oraz wyswietlanie na biezgco
wykresu temperatury i rejestrowanie

danych temperaturowych w czasie.
[TAK/NIE]

21.9.

Pompa chtodzaca wspétpracujaca z
kontrolerem temperatury zapewniajaca
precyzyjng regulacje przeptywu ciektego
azotu z dewara; w zestawie wszystkie
niezbedne potaczenia i dewar na ciekty
azot o pojemnosci nie mniejszej niz 2I.
[TAK/NIE]

21.10.

Zamkniety obieg wody chtodzacy stolik
grzewczo-chtodzacy. [TAK/NIE]

21.11.

Liczba kwarcowych kuwet pomiarowych
na prébki. [SZT.]

22.

Mikroskop

22.1.

Sprzezony ze spektrometrem mikroskop
prosty umozliwiajacy wzbudzenie w
petnym polu obserwacji wigzka z
monochromatora oraz wzbudzenie
punktowe przy pomocy pikosekundowych
zrodet laserowych do pomiaréw czasow
zycia [TAK/NIE]

22.2.

Iluminator $wiatta biatego do obserwacji
probek z oswietleniem odbiciowym.
[TAK/NIE]

22.3.

Sterowany komputerowo stolik
automatyczny o zakresie przesuwu co
najmniej 75 x 50 mm wraz z kontrolerem
i cyfrowym joystickiem zapewniajacy
mozliwos$¢ wykonywania automatycznych
map czasow zanikow fluorescencji przy
zastosowaniu pikosekundowego zrddta
wzbudzenia punktowego. [TAK/NIE]
oraz prosze podac zakres przesuwu
stolika automatycznego[mm]

22.4.

6-pozycyjny karuzelowy uchwyt
obiektywow wyposazony w obiektywy 10x
i 40x. [TAK/NIE]

22.5.

Kamera CMOS umozliwiajaca jednoczesny
podglad pola obserwacji i miejsca plamki
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lasera do wzbudzenia punktowego.
[TAK/NIE]

System mocowania lasera EPL w wigzce
wzbudzenia wraz z kotowym filtrem

22.6. L AP
szarym do regulacji intensywnosci wigzki
wzbudzajacej [TAK/NIE]

System mocowania i wprowadzenia wigzki
ze Swiattowodu cieczowego do

22.7. . i b
mikroskopii fluorescencyjnej ze
wzbudzeniem w petnym polu [TAK/NIE]
Karuzela na dichroiczne kostki filtrowe (6

22.8. pozycji) - w komplecie 3 kostki z filtrami
409, 442 1 488 nm [TAK/NIE]
Przystawka swiattowodowa do
spektrometru umozliwiajace

22.9 wyprowadzenie wigzki wzbudzajacej i

e wprowadzenie wigzki emisyjnej za
pomocg Swiattowodow cieczowych.
[TAK/NIE]
22.10 Posiada dwa Swiattowody cieczowe
22.10.a. S_rednica wewnetrzna swiattowodu
cieczowego [mm]
22.10.b.. Zakres pracy swiattowoddw cieczowego
[nm], [nm]
22.10.c. Ditugos¢ swiattowoddow cieczowego [m],
[m].
23. Kriostat:
23.1 Czas schtadzania od temperatury
o pokojowej do 10 K [min.]

23.2. Stabilnos¢ temperatury w 10 K [K]
Zakres temperaturowy pracy kriostatu

23.3.

[K]
23.4. Moc chitodzenia kriostatu:
23.4.3 1. stopien (ostona oraz szybkie
T chtodzenie) przy 77K [W]
23.4.b. ?‘.Ns:’lcoplen (chtodzenie prdobki) przy 10K
Materiat, z ktorego wykonano korpus

23.5. . ey
kriostatu [prosze wpisac obok]

23.6. Waga gtowicy [kg]

23.7. Ilos$¢ okienek optycznych [szt.]

3.8 Mozliwo$¢ demontazu okienek optycznych

T [TAK/NIE]

23.9. Srednica ptaszcza zewnetrznego [mm]

23.10. Srednica okienek optycznych [mm]

23.11 Ostona radiacyjna [TAK/NIE]

24, Kontroler temperatury:
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24.1. Rodzaj portéw [prosze wpisac obok]
24.2. Rodzaj zasilania (napiecie) [V]

25. Kontrola temperatury prébki
25.1. Rodzaj ztacza [prosze wpisac obok]
25.2 Sposéb monitorowania temperatury

T zimnego palca [prosze wpisa¢ obok]
Sposdb monitorowania temperatury

25.3 s .
probki [prosze wpisac obok]

26. Kompresor

26.1. Czystos¢ medium chiodzacego [%]
26.2. Rodzaj zasilania (napiecie) [V]
26.3. Poziom hatasu [dB]

Ilo$¢ poboru wody w systemie chtodzenia
26.4. :

[1/min]
26.5. Dtugosc¢ wezy helowych [m]

27. Stanowisko prézniowe
27.1. Rodzaj pompy
27.2. Rodzaj pompy wstepnej
27.3. Poziom prézni [mbar]

27.4. Szybkos$¢ pompowania stanowiska [1/s]
27.5. Zakres pracy miernika prézni [mbar]

28. Wyposazenie umozliwiajace instalacje systemu
Stanowisko robocze ze specjalnym
stelazem i blatem z wycieciem
umozliwiajacym zamontowanie kriostatu i

28.1. . .

miejscem na mikroskop oraz dodatkowy
blat optyczny do integracji optyki
zewnetrznej [TAK/NIE]
Data: ....ccooceevi 2021r.
(podpis)

Uwaga! Oswiadczenie nalezy podpisac przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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